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１．概要（Summary） 

 Sn ドープ β-Ga2O3(2̄01)基板について、種々の温度で

の大気中熱処理を行い、導電性を保持しつつ表面の平

坦化ができる温度を決定した。ステップ-テラス構造ができ

た試料について NiO 成長を行い、種々の観察から良好

な pn 接合が得られる可能性があることを示した。走査プ

ローブ顕微鏡観察のデータの解釈も行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レジスト塗布装置、ダイシングソー、紫外線照射装置、エ

キスパンド装置 

【実験方法】 

Snドープ β-Ga2O3(2̄01)にフォトレジストを塗布後、ダイ

シングソーを用いて 13 mm×3 mmのサイズに切り分け

た。切り分けた試料を洗浄後、試料を二つのグループに

分け、本学内で電気炉を用いて大気中にて熱処理した。

一つめのグループでは熱処理の影響を見るためのもので

900°C までの温度で熱処理した。二つめのグループは導

電性が保持され平坦な表面ができる温度条件を決定し、

その温度で熱処理するものであり、400°C で熱処理した。

いずれの場合も熱処理時間は 10 hとした。後者のグルー

プの試料表面にミストCVD法によってNiO薄膜を成長さ

せた。厚さは 0.75 nmおよび 200 nmとした。全ての試料

について原子間力顕微鏡で表面モルフォロジー観察を

行った。前者のグループではさらに紫外～赤外領域での

光透過および発光特性を観測した。後者のグループにつ

いてはNiO成長前後のX線回折による面方位の測定と、

X線光電子分光による電子構造の測定を行った。これらと

並行して、NiO粉末の拡散反射測定からバンドギャップを

測定し、バンドアラインメントの描画を試みた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 熱処理は以前の実験と同様、900°Cになると 10 hで試

料は退色し、導電性が失われ、表面にファセッティングが

起こった。400°C の場合は導電性を保持しつつステップ-

テラス構造が得られた。導電性のある試料についての走

査トンネル顕微鏡観察で見られたテラス内のストライプは、

密度汎関数計算からガリウムと酸素の両方の配列を反映

したものであることがわかった。良好なステップ-テラスの上

に NiO を成長させると、その初期過程では試料表面が格

子ミスフィットを反映したサイズの粒子で覆われ、成長が進

むと、β-Ga2O3 の[010]方向に沿って長く伸びた形状の結

晶粒が生成することがわかった。X 線回折から、成長層は

NiO(111)面であり、結晶の配向は揃っているがアンチフ

ェーズバウンダリーがあることが示唆された。そのバウンダ

リーは隣り合う結晶粒の境界であると考えられる。光学測

定と X 線光電子分光測定から描画されたバンドアラインメ

ントでは、pn接合の関係になっていることが示唆された。 
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